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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　荷電粒子線を放出する荷電粒子源と、
　前記荷電粒子線を試料に照射する荷電粒子光学系と、
　前記荷電粒子線の照射によって試料から発生した信号を検出する検出器と、
　前記試料を保持し、試料を移動させる試料ステージと、
　前記試料ステージが配置された試料室と、
　前記信号に基づいて形成される試料画像を表示する表示部と、
　前記荷電粒子源、前記荷電粒子光学系、前記検出器、前記試料ステージ、前記試料室、
および前記表示部を制御する制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、
　前記試料画像に、画像がひずんでいる、明るさムラがある、立体感がない、または画像
がぼけている、の現象のうち、少なくとも何れか一つが発生している場合に操作者が押下
するボタンを前記表示部に表示し、
　前記ボタンが押下された場合に、観察条件に応じて、その原因を記したメッセージを前
記表示部に表示する、荷電粒子線装置。
【請求項２】
　前記ボタンは、
　前記試料画像に、画像がひずんでいる、明るさムラがある、または立体感がない現象が
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発生している場合に操作者が押下する第１ボタンと、前記試料画面に、画像がぼけている
現象が発生している場合に操作者が押下する第２ボタンを示す、請求項１記載の荷電粒子
線装置。
【請求項３】
　前記制御部は、更に、
　前記試料画像を別な像質で観察したいか操作者に確認するメッセージと、
　前記試料画像を別な像質で観察する場合に操作者が押下する第３ボタンと、
　を前記試料画像と共に前記表示部に表示し、前記第１乃至第３ボタンの何れかが押下さ
れた場合に、解決策を記したメッセージを前記表示部に表示する、請求項２記載の荷電粒
子線装置。
【請求項４】
　前記観察条件には、加速電圧、ワーキングディスタンス、コンデンサレンズ、対物可動
絞り、検出信号、真空度、および画像取り込みの手法が含まれる、請求項１記載の荷電粒
子線装置。
【請求項５】
　前記観察条件には、観察目的が含まれる、請求項１記載の荷電粒子線装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記第１ボタンが押下された場合に、荷電粒子線装置が設定可能な試料
室の真空度に応じて、原因および解決策を記したメッセージを前記表示部に表示する、請
求項２記載の荷電粒子線装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記第１ボタンが押下された場合に、荷電粒子線装置に搭載されている
検出器の種類に応じて、原因および解決策を記したメッセージを前記表示部に表示する、
請求項２記載の荷電粒子線装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記第１ボタンが押下された場合に、高真空での観察条件において、原
因としてチャージアップを記し、解決策として金属コーディングの追加を記したメッセー
ジを前記表示部に表示する、請求項２記載の荷電粒子線装置。
【請求項９】
　前記制御部は、前記第１ボタンが押下された場合に、高真空での観察条件において、原
因としてチャージアップを記し、解決策としてより低い加速電圧への変更、または低真空
モードへの切り替えを記したメッセージを前記表示部に表示する、請求項２記載の荷電粒
子線装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記第１ボタンが押下された場合に、低真空での観察条件において、原
因としてチャージアップを記し、解決策としてより低真空への変更を記したメッセージを
前記表示部に表示する、請求項２記載の荷電粒子線装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、前記第１ボタンが押下された場合に、原因として試料取り付け不十分を
記し、解決策として試料の固定の確認を記したメッセージを前記表示部に表示する、請求
項２記載の荷電粒子線装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記第２ボタンが押下された場合に、原因として画像調整が不十分を記
し、マニュアルフォーカス調整を記したメッセージを前記表示部に表示する、請求項２記
載の荷電粒子線装置。
【請求項１３】
　前記制御部は、前記第２ボタンが押下された場合に、原因として試料取り付け不十分を
記し、解決策として試料の固定の確認を記したメッセージを前記表示部に表示する、請求
項２記載の荷電粒子線装置。
【請求項１４】
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　前記制御部は、前記第２ボタンが押下された場合に、原因としてキャリブレーションの
ズレを記し、解決策としてキャリブレーションの再設定を記したメッセージを前記表示部
に表示する、請求項２記載の荷電粒子線装置。
【請求項１５】
　前記制御部は、前記第２ボタンが押下された場合に、低い加速電圧での観察条件におい
て、原因として分解能が不十分を記し、解決策としてより高い加速電圧への変更を記した
メッセージを前記表示部に表示する、請求項２記載の荷電粒子線装置。
【請求項１６】
　荷電粒子線の照射によって試料から発生した信号を検出し、
　検出した前記信号に基づいて試料画像を形成して表示部に表示し、
　前記試料画像に、画像がひずんでいる、明るさムラがある、立体感がない、または画像
がぼけている、の現象のうち、少なくとも何れか一つが発生している場合に操作者が押下
するボタンを前記表示部に表示し、
　前記ボタンが押下された場合に、観察条件に応じて、その原因を記したメッセージを前
記表示部に表示する、荷電粒子線装置の試料観察方法。
【請求項１７】
　前記ボタンは、
　前記試料画像に、画像がひずんでいる、明るさムラがある、または立体感がない現象が
発生している場合に操作者が押下する第１ボタンと、前記試料画面に、画像がぼけている
現象が発生している場合に操作者が押下する第２ボタンを示す、請求項１６記載の荷電粒
子線装置の試料観察方法。
【請求項１８】
　前記試料画像を別な像質で観察したいか操作者に確認するメッセージと、前記試料画像
を別な像質で観察する場合に操作者が押下する第３ボタンとを前記試料画像と共に前記表
示部に表示し、前記第１乃至第３ボタンの何れかが押下された場合に、解決策を記したメ
ッセージを前記表示部に表示する、請求項１７記載の荷電粒子線装置の試料観察方法。
【請求項１９】
　前記第１ボタンが押下された場合に、高真空での観察条件において、原因としてチャー
ジアップを記し、解決策として金属コーディングの追加を記したメッセージを前記表示部
に表示する、請求項１７記載の荷電粒子線装置の試料観察方法。
【請求項２０】
　前記第２ボタンが押下された場合に、原因として画像調整が不十分を記し、マニュアル
フォーカス調整を記したメッセージを前記表示部に表示する、請求項１７載の荷電粒子線
装置の試料観察方法。
【請求項２１】
　荷電粒子線装置の荷電粒子線源から発生された荷電粒子線を試料に照射し、試料から発
生した信号に基づいて試料画像を形成して表示部に表示し、
　前記試料画像に、画像がひずんでいる、明るさムラがある、立体感がない、または画像
がぼけている、の現象のうち、少なくとも何れか一つが発生している場合に操作者が押下
するボタンを前記表示部に表示し、
　前記ボタンが押下された場合に、観察条件に応じて、その原因を記したメッセージを前
記表示部に表示する、前記表示部を制御するコンピュータの表示制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、荷電粒子線装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、走査電子顕微鏡に代表される荷電粒子線装置の用途や使用頻度が拡大しており、
専門的な知識を持たない初心者が荷電粒子線装置のユーザとなる場合が増えてきた。
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【０００３】
　このため、特許文献１、２に記載の技術においては、まず、本撮影の前に、複数の簡易
観察条件による撮影が行われ、得られた複数の簡易観察画像が表示部に一覧表示される（
ｅプレビュー）。続いて、ユーザが、表示されている複数の簡易観察画像の中から、所望
の簡易観察画像を選択する。そうすると、ユーザが選択した簡易観察画像における観察条
件をコンピュータが設定する。その後、ユーザが、選択した簡易観察画像に対して必要な
手動調整を行い、撮影を行う。この撮影の結果、得られた画像が荷電粒子線装置の表示部
に表示される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４０１４９１６号公報
【特許文献２】特許第４０１４９１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本願発明者が、初心者が荷電粒子線装置のユーザとなる場合が増えてきたことについて
調査検討した結果、荷電粒子線装置を有効に使いこなせず、スキル向上が図れないまま、
装置性能に見合った満足したデータを得ることなく使用しているという問題を見出した。
この背景には、世代交代により荷電粒子線装置の熟練者が減少していること、荷電粒子線
装置の操作スキル取得に時間をかけられないライトユーザが増大していること、荷電粒子
線装置を熟知した専任オペレータを抱えられない企業が増加していること、荷電粒子線装
置のユーザへの学習負担が増大していること、などがあると推測された。
【０００６】
　このような問題に対し、従来の荷電粒子線装置は対応することができない。たとえば、
特許文献１、２に記載の技術は、以下のような問題点を有している。
【０００７】
　（１）初心者は、複数の簡易観察画像のうち、どの画像がよいのかを認識できない。
【０００８】
　（２）初心者は、得られた画像に不具合が生じていても気づかないため、そのまま取得
する。
【０００９】
　（３）初心者は、不具合に気づいても解決方法がわからないため、そのまま取得してい
る。
【００１０】
　つまり、本撮影の前に、得られた複数の簡易観察画像を表示部に一覧表示しても、初心
者のユーザは、依然として荷電粒子線装置を有効に使いこなせず、スキル向上が図れない
まま、装置性能に見合った満足したデータを得ることなく使用し続けることになる。
【００１１】
　本発明の目的は、最小限のユーザ学習で良いデータを取得でき、ユーザが操作を通して
上達し、達成感を感じられる荷電粒子線装置を実現することに関する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、荷電粒子源、荷電粒子光学系、検出器、試料ステージ、試料室、および画像
表示装置を制御する制御部を備え、この制御部は、試料画像に、画像がひずんでいる、明
るさムラがある、立体感がない、または像がぼけている現象が発生していないかを操作者
に確認するメッセージと、試料画像に、画像がひずんでいる、明るさムラがある、または
立体感がない現象が発生している場合に操作者が押下する第１ボタンと、試料画面に、画
像がぼけている現象が発生している場合に操作者が押下する第２ボタンとを試料画像と共
に表示部に表示し、第１ボタン又は第２ボタンが押下された場合に、観察条件に応じて、
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その原因を記したメッセージを表示部に表示する荷電粒子線装置に関する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、初心者でも、撮影結果の良し悪しを容易に認識し、原因と解決策を知
ることで荷電粒子装置のスキルが向上し、その結果、画像の改善が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施例にかかる電子顕微鏡装置の概略構成図である。
【図２】実施例にかかる電子顕微鏡の操作手順を示すフローチャートである。
【図３】画像保存後における操作画面の例を示す図である。
【図４】ユーザによる画像確認時における操作画面の例を示す図である。
【図５】実施例にかかるアプリアシストの解決方法画面に表示される項目を一つの装置バ
ージョンでまとめた表である。
【図６】実施例にかかるアプリアシストの解決方法画面に表示される項目を他の一つの装
置バージョンでまとめた表である。
【図７】実施例にかかるアプリアシストの解決方法画面に表示される項目をさらに他の一
つの装置バージョンでまとめた表である。
【図８】実施例にかかるアプリアシストの解決方法画面に表示される項目をさらに他の一
つの装置バージョンでまとめた表である。
【図９】実施例にかかるアプリアシストの解決方法画面に表示される項目をさらに他の一
つの装置バージョンでまとめた表である。
【図１０】アプリアシストの解決方法を示す一画面例の図である。
【図１１】アプリアシストの解決方法を示す他の画面例の図である。
【図１２】アプリアシストの解決方法を示す他の画面例の図である。
【図１３】決策実行操作画面の例を示す図である。
【図１４】ユーザによる観察条件の調整・変更時における操作画面の例を示す図である。
【図１５】ユーザによる観察条件の調整・変更時における操作画面の他の例を示す図であ
る。
【図１６】ユーザによる観察条件の調整・変更時における操作画面の他の例を示す図であ
る。
【図１７】ユーザによるフォーカス調整における操作画面の例を示す図である。
【図１８】ユーザによるフォーカス調整における操作画面の他の例を示す図である。
【図１９】ユーザによるフォーカス調整における操作画面の他の例を示す図である。
【図２０】ユーザによるフォーカス調整における操作画面の他の例を示す図である。
【図２１】ユーザによるフォーカス調整における操作画面の他の例を示す図である。
【図２２】ユーザによるフォーカス調整における操作画面の他の例を示す図である。
【図２３】ユーザによるフォーカス調整における操作画面の他の例を示す図である。
【図２４】アプリアシストの解決方法を示す他の画面例の図である。
【図２５】真空モードを低真空に変更することを促す画面例を示す図である。
【図２６】アプリアシスト解決方法画面の例を示す図である。
【図２７】真空度を５０Ｐａに変更することを促す画面例を示す図である。
【図２８】実施例にかかる電子顕微鏡装置の正面図である。
【図２９】実施例にかかる電子顕微鏡装置の左側面である。
【図３０】実施例にかかる電子顕微鏡装置の右側面図である。
【図３１】実施例にかかる電子顕微鏡装置の平面図である。
【図３２】実施例にかかる電子顕微鏡装置の底面図である。
【図３３】実施例にかかる電子顕微鏡装置の背面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　実施例では、荷電粒子線を放出する荷電粒子源と、前記荷電粒子線を試料に照射する荷
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電粒子光学系と、前記荷電粒子線の照射によって試料から発生した信号を検出する検出器
と、前記試料を保持し、試料を移動させる試料ステージと、前記試料ステージが配置され
た試料室と、前記信号に基づいて形成される試料画像を表示する表示部を有する画像表示
装置と、前記荷電粒子源、前記荷電粒子光学系、前記検出器、前記試料ステージ、前記試
料室、および前記画像表示装置を制御する制御部と、を備え、前記制御部が、前記試料画
像に、画像がひずんでいる、明るさムラがある、立体感がない、または像がぼけている現
象が発生していないかを操作者に確認するメッセージと、前記試料画像に、画像がひずん
でいる、明るさムラがある、または立体感がない現象が発生している場合に操作者が押下
する第１ボタンと、前記試料画面に、画像がぼけている現象が発生している場合に操作者
が押下する第２ボタンと、を前記試料画像と共に前記表示部に表示し、前記第１ボタン又
は第２ボタンが押下された場合に、観察条件に応じて、その原因を記したメッセージを前
記表示部に表示する荷電粒子線装置を開示する。
【００１６】
　また、実施例では、荷電粒子線の照射によって試料から発生した信号を検出し、検出し
た前記信号に基づいて試料画像を形成して表示部に表示し、前記試料画像に、画像がひず
んでいる、明るさムラがある、立体感がない、または像がぼけている現象が発生していな
いかを操作者に確認するメッセージと、前記試料画像に、画像がひずんでいる、明るさム
ラがある、または立体感がない現象が発生している場合に操作者が押下する第１ボタンと
、前記試料画面に、画像がぼけている現象が発生している場合に操作者が押下する第２ボ
タンとを前記試料画像と共に前記表示部に表示し、前記第１ボタン又は第２ボタンが押下
された場合に、観察条件に応じて、その原因を記したメッセージを前記表示部に表示する
荷電粒子線装置の試料観察方法を開示する。
【００１７】
　また、実施例では、荷電粒子線装置の荷電粒子線源から発生された荷電粒子線を試料に
照射し、試料から発生した信号に基づいて試料画像を形成して表示部に表示し、前記試料
画像に、画像がひずんでいる、明るさムラがある、立体感がない、または像がぼけている
現象が発生していないかを操作者に確認するメッセージと、前記試料画像に、画像がひず
んでいる、明るさムラがある、または立体感がない現象が発生している場合に操作者が押
下する第１ボタンと、前記試料画面に、画像がぼけている現象が発生している場合に操作
者が押下する第２ボタンとを前記試料画像と共に前記表示部に表示し、前記第１ボタン又
は第２ボタンが押下された場合に、観察条件に応じて、その原因を記したメッセージを前
記表示部に表示する、荷電粒子線装置の表示部を制御するコンピュータの表示制御プログ
ラムを開示する。
【００１８】
　また、実施例では、制御部（表示制御プログラム）が、前記試料画像を別な像質で観察
したいか操作者に確認するメッセージと、前記試料画像を別な像質で観察する場合に操作
者が押下する第３ボタンと、を前記試料画像と共に前記表示部に表示し、前記ボタンが押
下された場合に、解決策を記したメッセージを前記表示部に表示することを開示する。
【００１９】
　また、実施例では、前記観察条件には、加速電圧、ワーキングディスタンス、コンデン
サレンズ、対物可動絞り、検出信号、真空度、および画像取り込みの手法が含まれること
を開示する。
【００２０】
　また、実施例では、前記観察条件には、観察目的が含まれることを開示する。
【００２１】
　また、実施例では、制御部（表示制御プログラム）が、前記第１ボタンが押下された場
合に、荷電粒子線装置が設定可能な試料室の真空度に応じて、原因および解決策を記した
メッセージを前記表示部に表示することを開示する。
【００２２】
　また、実施例では、制御部（表示制御プログラム）が、前記第１ボタンが押下された場
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合に、荷電粒子線装置に搭載されている検出器の種類に応じて、原因および解決策を記し
たメッセージを前記表示部に表示することを開示する。
【００２３】
　また、実施例では、制御部（表示制御プログラム）が、前記第１ボタンが押下された場
合に、高真空での観察条件において、原因としてチャージアップを記し、解決策として金
属コーディングの追加を記したメッセージを前記表示部に表示することを開示する。
【００２４】
　また、実施例では、制御部（表示制御プログラム）が、前記第１ボタンが押下された場
合に、高真空での観察条件において、原因としてチャージアップを記し、解決策としてよ
り低い加速電圧への変更、または低真空モードへの切り替えを記したメッセージを前記表
示部に表示することを開示する。
【００２５】
　また、実施例では、制御部（表示制御プログラム）が、前記第１ボタンが押下された場
合に、低真空での観察条件において、原因としてチャージアップを記し、解決策としてよ
り高い真空度への変更を記したメッセージを前記表示部表示することを開示する。
【００２６】
　また、実施例では、制御部（表示制御プログラム）が、前記第１ボタンが押下された場
合に、原因として試料取り付け不十分を記し、解決策として試料の固定の確認を記したメ
ッセージを前記表示部に表示することを開示する。
【００２７】
　また、実施例では、制御部（表示制御プログラム）が、前記第２ボタンが押下された場
合に、原因としてオートフォーカスが不十分を記し、マニュアルフォーカス調整を記した
メッセージを前記表示部に表示することを開示する。
【００２８】
　また、実施例では、制御部（表示制御プログラム）が、前記第２ボタンが押下された場
合に、原因として試料取り付け不十分を記し、解決策として試料の固定の確認を記したメ
ッセージを前記表示部に表示することを開示する。
【００２９】
　また、実施例では、制御部（表示制御プログラム）が、前記第２ボタンが押下された場
合に、原因としてキャリブレーションのズレを記し、解決策としてキャリブレーションの
再設定を記したメッセージを前記表示部に表示することを開示する。
【００３０】
　また、実施例では、制御部（表示制御プログラム）が、前記第２ボタンが押下された場
合に、低い加速電圧での観察条件において、原因として分解能が不十分を記し、解決策と
してより高い加速電圧への変更を記したメッセージを前記表示部に表示することを開示す
る。
【００３１】
　以下、上記およびその他の本発明の新規な特徴と効果について図面を参照して説明する
。なお、荷電粒子線装置の一例として電子顕微鏡を説明するが、本発明は電子顕微鏡（走
査型電子顕微鏡、透過型電子顕微鏡）以外にも、電子線を用いた外観検査装置、イオン顕
微鏡、集束イオンビーム（ＦＩＢ）装置等、計測、検査、加工を行う荷電粒子線装置一般
に対して適用することができる。
【００３２】
　なお、各図面において、同様の構成要素については、同一の符号を付して説明を省略す
る。
【実施例】
【００３３】
［電子顕微鏡の構成］
　図１は、本実施例にかかる電子顕微鏡装置（電子顕微鏡）の概略構成図である。
【００３４】
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　図１の電子顕微鏡（荷電粒子線装置、試料観察システム）１０１において、電子銃１か
ら放射された一次電子ビーム２は、収束レンズ３および対物レンズ８によって収束され、
上段偏向器６と下段偏向器７によって試料台２４に固定された試料９上に照射される。試
料９から発生した信号は検出器１０で検出され、後述する各回路１１～１７を介し、コン
ピュータ（処理部）１９に供給される。そして、コンピュータ１９で処理された走査位置
に対応して記録された信号が画像表示装置１８の表示部に表示される。
【００３５】
　なお、信号としては、二次電子の他、反射電子、陰極光、透過電子、散乱電子などがあ
る。また、試料９から発生した特性Ｘ線をＸ線検出器で検出して元素分析することも可能
である。
【００３６】
　図示されていない試料室内には、前記検出器１０と試料移動機構を持った試料ステージ
２５が配置されている。試料室下部には図示されていない鏡体および試料室を大気開放や
真空排気するための図示されていない真空ポンプを含む真空排気系に接続されている。
【００３７】
　なお、電子顕微鏡１０１は、試料室内の圧力を高真空（１０-３～１０-４Ｐａ）にして
観察を行う高真空走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）と、通常の高真空観察に加えて、試料室内の
圧力を低真空（数千Ｐａ～数Ｐａ）に設定して観察できる低真空ＳＥＭに大別される。高
真空観察で一般的に使用される検出信号は二次電子（ＳＥ）であり、検出器１０は二次電
子検出器を用い、試料表面の凹凸情報を反映した画像を得ることができる。
【００３８】
　また、検出信号として反射電子（ＢＳＥ）を反射電子検出器で検出すると、試料表面の
組成分布を反映した画像を得ることができる。
【００３９】
　低真空観察では、通常、高真空観察時に検出信号として使用される二次電子は、保有エ
ネルギーが数１０ｅＶ以下と非常に小さいため、低真空雰囲気では残留ガスと衝突して容
易にエネルギーを失い、一般に使用されている二次電子検出器に到達することができない
。そのため、低真空観察では一次電子ビーム２とほぼ同じエネルギーを持つ反射電子を信
号として検出し、試料表面の組成分布を反映した画像を得ている。
【００４０】
　しかし、最近では二次電子ガス増幅信号を検出できる検出器、たとえばＵＶ検出器が開
発され、低真空においても高真空二次電子像と酷似した試料表面の凹凸を反映した画像を
得られるようになった。なお、ＵＶ検出器は、低真空雰囲気でのガスシンチレーションの
発光現象により得られる光を検出する。
【００４１】
　試料９上に一次電子ビーム２を点状に集束させるため、Ｘ方向非点補正器４、Ｙ方向非
点補正器５が設けられ、これらの制御条件を調整することで非点収差補正ができる。また
、収束レンズ３または対物レンズ８の励磁強度が調整されることで試料９上にフォーカス
調整を行うことができる。
【００４２】
　以上の電子光学系は電子顕微鏡カラム１００に収められている。
【００４３】
　また、これらは、高電圧制御回路１１、集束レンズ制御回路１２、Ｘ方向非点補正器制
御回路１３、Ｙ方向非点補正器制御回路１４、偏向器制御回路１５、対物レンズ制御回路
１６、検出信号制御回路１７を通して、ＣＰＵ（Central Processing Unit）などのコン
ピュータ１９により制御されている。また、試料ステージ２５や真空排気系もコンピュー
タ１９により動作制御される。
【００４４】
　なお、各制御回路１１～１７は別々に設けられていても、一つの基板に設けられていて
もよい。また、コンピュータ１９に含まれていてもよい。コンピュータ１９には画像表示
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装置１８、記憶装置（記憶部）２１、メモリ２２が接続されている。後述するように、画
像表示装置１８に表示される操作画面２００を介して、ユーザは対物レンズ８のフォーカ
ス条件、Ｘ方向非点補正器４およびＹ方向非点補正器５の非点補正条件を調整する。また
、本実施例における操作画面２００の表示内容は、後述するように各操作段階などに対応
して記憶装置２１に予め保存されている。また、コンピュータ１９が図示しないネットワ
ークに接続されていれば、当該ネットワークに接続された別の記憶装置に操作画面２００
が記憶されていてもよい。
【００４５】
　また、メモリ２２には操作プログラム（表示制御プログラムを含む）３１が展開されて
おり、コンピュータ１９によってこの操作プログラム３１が実行されている。操作プログ
ラム３１は操作画面２００を画像表示装置１８に表示し、入力装置２３を介して入力され
た情報を基に、各部１～１７を制御する。
【００４６】
　なお、操作画面２００とは、詳細を後記して説明するが、ユーザの操作段階に応じて表
示される各画面である。
【００４７】
　［操作手順］
　図２は、本実施例にかかる電子顕微鏡の操作手順を示すフローチャートである。図１を
適宜参照しつつ、図２に沿って本実施例の操作手順を説明する。
【００４８】
　まず、ユーザ（操作者）は、メモリ２２に記憶された操作プログラム３１を起動するこ
とで、操作画面２００（図３、図４、図１０～２７）を起動する（ステップＳ１０１）。
操作パネル画面２０３の大気開放ボタンＤ１５２（図１３）がクリックされることにより
試料室が大気開放された後（ステップＳ１０２）、試料９のセットを行う（ステップＳ１
０３）を行う。真空引きボタンＤ１５３（図１３）をクリックすることにより試料室を真
空引き後（ステップＳ１０４）、［ビームオン］ボタンＤ１５４（図１３）を押下するこ
とで（ステップＳ１０５）、コンピュータ１９がデフォルトの観察条件で試料９を走査し
、走査像（画像）を取得する。
【００４９】
　操作プログラム３１に従って、コンピュータ１９は、取得された画像を画像表示装置１
８の試料画像表示画面２０２に表示する。ここで、観察条件とは、電子顕微鏡１０１のパ
ラメータ設定値の組み合わせである。続いて、ユーザは取得された画像に対し、操作パネ
ル画面２０３により視野探しや、倍率調整などを行う（ステップＳ１０６）。
【００５０】
　コンピュータ１９は、ステップＳ１０６で設定された視野や倍率で随時、試料９を走査
し、画像を取得し、画像表示装置１８の画像表示画面２０２に表示している。
【００５１】
　そして、ユーザは操作パネル画面２０３によりフォーカスや明るさなどの画像調整を実
施後（ステップＳ１０７）、「画像取り込み保存ボタン」をクリックして画像表示装置１
８に表示されている画像を記憶装置２１に保存させる（ステップＳ１０８）。本実施例で
は、画像を記憶装置２１に記憶させることを適宜「撮影」と称する。
【００５２】
　続いて、ユーザは取得した画像でＯＫか否かを判断する（ステップＳ１０９）。
【００５３】
　ステップＳ１０９の結果、画像がＯＫである場合、ユーザは処理を終了する。
【００５４】
　ステップＳ１０９の結果、画像がＯＫではない場合、すなわち、画像がＮＧあるいは気
になる点がある場合は、ユーザは、操作ガイド画面２０１内のＴｉｐｓ画面（操作のアド
バイスなどを表示）Ａ３（図３）などに表示されている「アプリアシスト」ボタンＡ１２
４を押下する（ステップＳ１１０）。そうすると、典型的なＮＧ画像例Ｂ１３２とそのコ
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メントが別ウィンドウでアプリアシスト画面３００（図４）に表示される（ステップＳ１
１１）。あるいは、ユーザがＮＧあるいは気になる点がある画像と判断しなくても、操作
プログラム３１が取得画像を自動的に判断し、別ウィンドウでなく、操作ガイド画面２０
１内のＴｉｐｓ画面Ａ３などに、典型的なＮＧ画像例やその原因と解決策、さらに次の操
作の提案などを表示した「アプリアシスト」ボタンＡ１２４を自動表示してもよい。
【００５５】
　ユーザは、図３の自分が保存した画像Ｃ５１と、ＮＧ画像例Ｂ１３２とを比較し、保存
した画像と似かよった画像とコメントが表示されたボタン（Ｂ１３１ａ（第１ボタン）、
Ｂ１３１ｂ（第２ボタン）、Ｂ１３１ｃ（第３ボタン））を押下する（ステップＳ１１２
）。そうすると、装置バージョン（高真空のみ観察可能、高真空と低真空どちらも観察可
能）、さらに前記装置バージョンのオプション検出器（ＢＳＥ検出器、ＵＶ検出器）の有
無、そして現在の観察条件（本実施例では、観察目的と表現、具体的なパラメータは、加
速電圧、ワーキングディスタンス、コンデンサレンズ（ここではスポット強度と表現）、
対物可動絞り、検出信号、真空度、画像取り込みの手法など）に応じて、それぞれに対応
したいくつかの「原因」と「解決策」が別ウィンドウで表示される（ステップＳ１１３、
図１０、図１１、図１２）。
【００５６】
　ユーザは、表示画面に表示された、いくつかの解決策の中から選択した解決策に沿って
再調整や観察目的の変更などを行うが（ステップＳ１１６）、解決策の内容について、よ
り詳細な説明を確認したい場合は、解決策の表示欄に配置された「知りたい」ボタンを押
下して内容を確認することも可能である（ステップＳ１１４）。また、解決策の表示欄に
「解決する」ボタンＣ１４２が配置されている場合は、「解決する」ボタンＣ１４２を押
下する（ステップＳ１１５）ことにより、解決するための操作画面に遷移する。コンピュ
ータ１９は、調整・変更された観察条件で随時、試料９を走査し、画像を取得し、画像表
示装置１８に表示している。
【００５７】
　そして、操作プログラム３１はステップＳ１０２あるいはＳ１０７に処理を戻す。ユー
ザは、コンピュータ１９により画像表示装置１８に表示されている画像を記憶装置２１に
再度記憶（撮影）させる。
【００５８】
　以降、電子顕微鏡１０１はステップＳ１０２～Ｓ１１６、あるいはステップＳ１０９～
Ｓ１１６の処理を繰り返す。
【００５９】
　［操作画面の構成］
　上述した図３は、画像保存（撮影）後における操作画面の例を示す図であるが、初めに
、本実施例に係る操作画面の画面例について図３を用いて説明する。
【００６０】
　操作画面（表示部）２００は、操作ガイド画面２０１と、画像表示画面（画像表示部）
２０２と、操作パネル画面２０３とを有する。各画面２０１～２０３については、後述す
る。
【００６１】
　操作ガイド画面２０１は、操作手順を示す画面である。操作ガイド画面２０１には現在
の操作手順としてメイン項目Ａ１、メイン項目のサブ項目Ａ２が表示されている。このよ
うにすることで、初心者でも操作手順の把握が行いやすくなる。さらに、操作手順によっ
ては、操作のアドバイスなどを表示するＴｉｐｓ画面Ａ３が表示される場合もある。画像
表示画面２０２は、電子顕微鏡１０１による画像（走査像）が表示される画面である。
【００６２】
　操作パネル画面２０３は、撮影条件の変更や、調整を行うための画面である。
【００６３】
　なお、各画面２０１～２０３に表示される内容は、後述するようにユーザが行っている
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操作の段階によって変更される。
【００６４】
　また、本実施例に係る操作画面２００は、ユーザが初心者であることを前提としている
。
【００６５】
　［各操作段階における操作画面］
　次に、図３から図２７までを参照して、アプリアシストに関する操作画面２００の表示
内容を説明する。なお、以降の図面における各画面２０１～２０３を構成する要素に関し
ては、説明対象となっている画面において必要な要素のみ符号を付して、その他の符号は
省略する。また、操作画面２００および各画面２０１～２０３の符号は、図４～図２７に
おけるほとんどすべての図面に付されているが、各図面において操作画面２００および各
画面２０１～２０３の説明は省略している。
【００６６】
　また、適宜図１が参照され、ステップ番号は図２におけるステップ番号を示す。
【００６７】
　図３は、画像保存後（ステップＳ１０８）における操作画面の一例を示す図である。
【００６８】
　操作ガイド画面２０１は、現在の操作段階が「４．撮影」の「画像保存」Ａ２の段階で
あることを示している。
【００６９】
　また、操作ガイド画面２０１の画面Ａ１２１には、続行ボタンＡ１２２と、終了ボタン
Ａ１２３とが表示されている。ユーザが現在の画像に満足で、かつ同一試料の別な視野ま
たは同一試料台２４上にセットされた他試料を続けて観察する時には、続行ボタンＡ１２
２が押下され、「２．視野探し」の「倍率調整・視野探し」画面（図３には示さず）に戻
る。また、観察を終了する場合は終了ボタンＡ１２３が押下され、「５.終了」の「スト
ップ」画面（図３には示さず）に移り、操作プログラム３１は処理を終了する。
【００７０】
　また、画像表示画面２０２には、現在の観察条件における画像Ｃ５１とともに、観察履
歴Ｃ１２１が表示されている。これまで保存された画像（観察履歴Ｃ１２１）は、ユーザ
が設定したり、確認したりしたい情報（ファイル名や、観察条件）とともに表示される。
ユーザが観察履歴Ｃ１２１を押下すると、この画像が拡大表示される。
【００７１】
　また、ユーザが観察履歴Ｃ１２１に表示されている画像にマウスをあてると、その画像
における詳細な観察条件などが表示されてもよい。
【００７２】
　操作パネル画面２０３には、現在の操作段階に応じたボタンなどが表示されるが、ここ
では説明を省略する。
【００７３】
　そして、画像Ｃ５１が保存されると、Ｔｉｐｓ画面Ａ３に、ユーザが今保存した画像Ｃ
５１に気になる点があるかユーザに判断させるメッセージが表示される。ユーザが気にな
る点があると判断した場合は、Ｔｉｐｓ画面Ａ３に表示されたアプリアシストボタンＡ１
２４を押下して画像の改善を図るためのステップに移ることができる。
【００７４】
　図４は、ユーザによる画像確認時における操作画面の例を示す図であり、アプリアシス
トボタンＡ１２４を押下した後の画像表示画面２０２を示している。コンピュータ１９は
、メーカが吟味した像質改善が見込まれる可能性がある典型的なＮＧ画像例Ｂ１３２とそ
のコメントをアプリアシスト画面３００に表示する。つまり、「撮影画像に気になるとこ
ろはありませんか？解決する方法を教えます。現在よりも良い画像になるかもしれません
」のメッセージとともに、ＳＥＭで良い画像が得られない時に生ずる現象（「画像がゆが
む」「明るさにムラがある」「立体感がない」「像がぼけている」）、および別な条件を
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用いると異なった像質を取得することが可能であることをユーザに知ってもらうための観
察条件変更を促すコメント「別の像質で見たい」を典型的な画像Ｂ１３２とともに表示す
る。
【００７５】
　コメント「別の像質でみたい」では、同じ視野を異なった条件で取得した画像または強
調画像Ｂ１３２ｃを並列して表示することにより、異なった条件で観察すると、異なった
画像が得られることをユーザに気づかせることができる。初心者は保存した画像が最適で
あるのか否かを判断することが困難であるため、実際には最適な画像が得られていない場
合でも満足してしまうことが多い。本実施例のようにアプリアシスト画面３００に具体的
なＮＧ画像などが表示されることによって、ユーザは得られた画像が最適な画像でないこ
とに気付くことができる。ユーザが最適な画像ではないことに気付かないことの原因とし
ては、大きく３つに分類されるため、３つのボタンＢ１３１ａ、Ｂ１３１ｂ、Ｂ１３１ｃ
として、ＮＧ強調画像を表示する。
【００７６】
　ここで、アプリアシストボタンＢ１３１ａは、「像がゆがむ」「明るさにムラがある」
「立体感がない」と表示したが、これらを「像はぼけていないが気になる」という一つの
ボタンにして、アプリアシスト画面３００に「像はぼけていないが気になる」「像がぼけ
ている」「別の像質でみたい」といった分類で表示してもよい。
【００７７】
　また、アプリアシスト画面３００で表示されるＳＥＭで良い画像が得られない時に生ず
る現象として、「像がざらつく」「試料構造がみえなくなる」「試料が変形する」といっ
た項目を設けてもよい。
【００７８】
　ここで、ユーザがアプリアシスト画面３００に示されたボタンＢ１３１ａ、Ｂ１３１ｂ
、Ｂ１３１ｃを押下すると、コンピュータ１９は、操作プログラム３１に従って押下され
たボタンＢ１３１に対応するアプリアシスト解決方法画面４００（図１０、図１１、図１
２）を表示する。つまり、現在観察している装置バージョン（高真空のみ観察可能、高真
空と低真空どちらも観察可能）、さらに前述した装置バージョンのオプション検出器の有
無（ＢＳＥ検出器、ＵＶ検出器）、そして現在の観察条件（本実施例では、観察目的と表
現、具体的なパラメータは、加速電圧、ワーキングディスタンス、コンデンサレンズ（こ
こではスポット強度と表現）、対物可動絞り、検出信号、真空度、画像取り込みの手法な
ど）に応じて、記憶装置２１にはアプリアシスト画面３００に示された各ボタンＢ１３１
に対応するアプリアシスト解決方法画面４００が格納されている。
【００７９】
　アプリアシストボタン画面３００に示されたボタンＢ１３１が押下されると、コンピュ
ータ１９は、操作プログラム３１に従って記憶装置２１から押下されたボタンＢ１３１に
対応するアプリアシスト解決方法画面４００を取得する。そして、コンピュータ１９は操
作プログラム３１に従って取得したアプリアシスト解決方法画面４００を画像表示装置１
８に表示する。
【００８０】
　詳細は、図１０～１２を参照して後述するが、アプリアシスト解決方法画面４００には
、アプリアシスト画面３００に示されたボタンＢ１３１に記載されている現象に対応した
「原因」と「解決策」が、ユーザにとって優先順位が高い順に上から表示される。また、
アプリアシスト解決方法画面４００のようにリスト形式で表示することで、ユーザは現象
に対応した「原因」と「解決策」を容易に確認し、最適なＳＥＭ像取得のための知識を深
めることができる。
【００８１】
　さらに、「解決策」には「知りたい」ボタンＣ１４１（図１０）と「解決する」ボタン
Ｃ１４２（図１０）が配置される。「知りたい」ボタンＣ１４１をユーザが押下すると、
別ウィンドウに、解決策の根拠となる理由や事項など、より詳細な内容が表示され、ユー
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ザはさらにＳＥＭに関する知識を深めることができる。また、「解決する」ボタンＣ１４
２を押下すると、解決するための操作画面が表示される。
【００８２】
　図５～図９は、アプリアシストの解決方法画面に表示される項目を、現在観察している
装置バージョン（高真空のみ観察可能、高真空と低真空どちらも観察可能）さらに前述し
た装置バージョンのオプション検出器の有無（ＢＳＥ検出器、ＵＶ検出器）ごとに表にま
とめたものである。図５～図９に示した表中の「現在選択されている観察目的」とは、現
在使用している観察条件のことであり、具体的なパラメータとしては、加速電圧、ワーキ
ングディスタンス、コンデンサレンズ（ここではスポット強度と表現）、対物可動絞り、
検出信号、真空度、画像取り込みの手法などである。
【００８３】
　本実施例では、ユーザが観察条件のパラメータを設定するのではなく、ユーザが選択し
た観察目的に応じて最適なパラメータ設定値が自動で設定されるようにしている。観察目
的の選択肢は、ユーザがよく使用する、またはユーザに使用してほしい観察条件であり、
初心者でも把握および選択できる条件である。観察目的の種類は全部で、「標準の観察」
、「表面構造を強調する観察」、「材料分布を強調する観察」、「表面構造と材料分布を
強調する観察」、「構造を強調する観察」、「元素を分析する観察」の６つであり、高真
空観察のための観察目的は、「標準の観察」、「表面構造を強調する観察」、「材料分布
を強調する観察」、「表面構造と材料分布を強調する観察」、「元素を分析する観察」の
最大５つである。また、低真空観察のための観察目的は、「材料分布を強調する観察」、
「表面構造と材料分布を強調する観察」、「構造を強調する観察」、「表面構造を強調す
る観察」、「元素を分析する観察」の最大５つである。
【００８４】
　以下、図５～図９を参照し、各観察目的について、その詳細を述べる。
【００８５】
　観察目的「標準の観察」は、デフォルトの観察目的であり、かつ、ＳＥＭ（Ｓｃａｎｎ
ｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ：走査型電子顕微鏡）観察の基本であ
る、高倍率でもシャープで試料表面の凹凸構造を得られる観察条件となっている。つまり
、「標準の観察」は、導電性のある試料に対して、どの条件が適切な観察条件であるか判
らない初心者でも悩まずに容易に満足なデータを得ることができる条件である。
【００８６】
　このような観察条件を用いることで、初心者は、荷電粒子線装置における撮影は困難で
はなく、容易にできるということを経験することによって、荷電粒子線装置の使用に対し
て意欲的になり、さらに向上心が生まれるきっかけとなることが期待される。
【００８７】
　高倍率でもシャープで試料表面の凹凸構造を得られる観察条件とは、高分解能が得られ
る条件である。このような観察条件を用いることで、ユーザは倍率を意識せずに比較的容
易に高倍率、例えば１０万倍の画像を取得することができる。具体的なパラメータ設定値
は、例えば、加速電圧は１５ｋＶ、ワーキングディスタンスは５ｍｍ、コンデンサレンズ
は強励磁、対物可動絞りの孔径は小、検出信号は二次電子、真空度は高真空、画像取り込
みの手法はＳｌｏｗである。ここで、重要なパラメータ設定値は、加速電圧と検出信号で
ある。分解能は理論上、加速電圧が高いほど高くなる。
【００８８】
　また、二次電子は、エネルギーが数ｅＶと弱く、試料表面約１０ｎｍからしか発生する
ことができないため、検出信号として二次電子を用いれば、表面の凹凸構造をより反映し
た画像を得ることができる。
【００８９】
　走査型電子顕微鏡においては、通常、加速電圧３０ｋＶまで観察可能である。しかし、
加速電圧が高すぎると、実際の試料では、一次電子ビーム２による電子線が試料内部に侵
入する深さが深くなる。その結果、電子線の照射によって放出される二次電子に内部情報
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が混じってしまい、試料表面の凹凸構造を反映した画像が得にくくなる。
【００９０】
　観察目的「表面構造を強調する観察」は、「標準の観察」では観察困難であった試料表
面の微細な凹凸をより立体的に表示できる観察条件である。具体的なパラメータ設定値は
、例えば、加速電圧は５ｋＶ、ワーキングディスタンスは５ｍｍ、コンデンサレンズは強
励磁、対物可動絞りの孔径は小、検出信号は二次電子または二次電子増幅信号、真空度は
高真空または低真空である。「表面構造を強調する観察」が「標準の観察」と異なる点は
、加速電圧を１５ｋＶから５ｋＶに変更したことである。加速電圧を１５ｋＶから５ｋＶ
にすると、分解能は低くなり、シャープな画像が得られる倍率は５万倍程度になってしま
う。また、一次電子ビーム２による電子線が試料内部に侵入する深さが浅くなるため、よ
り試料表面の凹凸構造を強調した画像になる。
【００９１】
　さらに、この観察目的「表面構造を強調する観察」のときのみ、画像取り込みの手法を
チャージアップしにくい方法に設定している。例えば、速いスキャンで取り込んだ画像を
重ねて像を形成する積算などを用いる。また、低真空観察時は、検出信号は二次電子増幅
信号となる。
【００９２】
　観察目的「材料分布を強調する観察」は、複合材料や異物など異なった材料で構成され
ている試料において、材料の違いを明暗のコントラストなどで表示できる観察条件である
。具体的なパラメータ設定値は、例えば、加速電圧は１５ｋＶ、ワーキングディスタンス
は５ｍｍ、コンデンサレンズは中励磁、対物可動絞りの孔径は小、検出信号は後方散乱電
子、真空度は高真空または低真空、画像取り込みの手法はＳｌｏｗである。「材料分布を
強調する観察」と「標準の観察」との異なる点は、検出信号を後方散乱電子とし、コンデ
ンサレンズの励磁をやや弱くして照射電流を増やしたことである。後方散乱電子の特徴は
、材料の違いをコントラスト差で表すことができることである。重い材料ほど反射率が高
くなり、多くの信号を発生するため、より明るい像となり、材料の違いを明暗のコントラ
ストで表示することが可能となる。また、後方散乱電子は入射電子とほぼ同じエネルギー
を持っているため、試料内部で発生した後方散乱電子も検出されてしまう。このため、二
次電子に比べて内部情報が混じり、分解能が悪くなる。また、低真空観察時では真空度が
悪くなるほど、ノイズが多い像になるとともに、高真空時に比べ分解能は悪くなる。
【００９３】
　観察目的「表面構造と材料分布を強調する観察」は、「材料分布を強調する観察」で得
られる画像より分解能は低くなるが、材料の違いを明暗のコントラストなどで表示するこ
とができる観察条件である。さらに、「表面構造と材料分布を強調する観察」は試料表面
の微細な凹凸をより立体的に観察できる観察条件である。具体的なパラメータ設定値は、
例えば、加速電圧は５ｋＶ、ワーキングディスタンスは５ｍｍ、コンデンサレンズは中励
磁、対物可動絞りの孔径は小、検出信号は後方散乱電子、真空度は高真空または低真空、
画像取り込みの手法はＳｌｏｗである。「表面構造と材料分布を強調する観察」と「標準
の観察」との異なる点は、検出信号を後方散乱電子とし、コンデンサレンズの励磁をやや
弱くしたことである。加速電圧を１５ｋＶから５ｋＶにすることにより、分解能は低くな
るが、より試料表面の凹凸構造を強調した画像となる。また、後方散乱電子で観察するた
め、材料の違いをコントラスト差で表すことができる。低真空観察時では真空度が悪くな
るほど、ノイズが多い像になるとともに、高真空時に比べ分解能は悪くなる。
【００９４】
　観察目的「構造を強調する観察」は、低真空観察の時のみ使用する観察目的であり、低
真空で「標準の観察」と類似した試料表面の凹凸構造を得られる観察条件となっている。
具体的なパラメータ設定値は、例えば、加速電圧は１５ｋＶ、ワーキングディスタンスは
５ｍｍ、コンデンサレンズは中励磁、対物可動絞りの孔径は小、検出信号は二次電子増幅
信号、真空度は低真空、画像取り込みの手法はSlowである。「標準の観察」と異なる点は
、コンデンサレンズの励磁をやや弱くして照射電流を増やし、検出信号を二次電子増幅信
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号、真空度を低真空にしたことである。また、低真空観察時では真空度が悪くなるほど、
ノイズが多い像になるとともに、高真空時に比べ分解能は悪くなる。
【００９５】
　観察目的「元素を分析する観察」は、一次電子ビーム２を太くし、照射電流を多くして
、ＥＤＸ分析を行うための観察条件である。また、「元素を分析する観察」では、材料の
違いを明暗のコントラストなどで表示することができる。この観察条件でＥＤＸ分析する
箇所を探して、フォーカスなどを合わせた後に、ＥＤＸ装置側で操作を行うことにより、
元素分析を行うことができる。具体的なパラメータ設定値は、例えば、加速電圧は１５ｋ
Ｖ、ワーキングディスタンスは１０ｍｍ、コンデンサレンズは弱励磁、対物可動絞りの孔
径は小、検出信号は後方散乱電子、真空度は高真空または低真空である。「元素を分析す
る観察」と「標準の観察」との異なる点は、試料から発生するＸ線のカウントを上げるた
め、コンデンサレンズの励磁を非常に弱くして照射電流を増やしたことである。また、元
素分析は材料の違いを反映して行うため、検出信号として後方散乱電子が用いられ、ワー
キングディスタンスは試料から発生したＸ線を効率よく取り込むため１０ｍｍに変更して
いる。ただし、高真空のみ観察可能な装置バージョンで後方散乱電子検出器が装着されて
いない場合などは、検出信号として二次電子を用いてもよい。
【００９６】
　図５は、「高真空ＳＥＭ（高真空のみ観察が可能）、ＢＳＥ検出器なし」の装置バージ
ョンでの観察時にアプリアシストボタンＡ１２４（図３）を押下し、アプリアシスト画面
３００（図４）に表示されるボタンＢ１３１ａ、Ｂ１３１ｂ、Ｂ１３１ｃを押下した時に
、アプリアシストの解決方法画面４００（図１０、図１１、図１２）に表示される原因と
解決策、さらに「解決する」ボタンＣ１４２（図１０、図１１、図１２）の有無などを、
「現在選択されている観察目的」別にまとめた表である。
【００９７】
　「高真空ＳＥＭ（高真空のみ観察が可能）、ＢＳＥ検出器なし」の装置バージョンでは
、「現在選択されている観察目的」は、「標準の観察」、「表面構造を強調する観察」、
「元素分析および観察」の３パターンとなる。アプリアシスト画面３００（図４）で、「
画像がひずむ、明るさムラがある、立体感がない」のボタンＢ１３１ａを押下すると、図
５の（ａ）に示すように「表面構造を強調する観察」、「元素分析および観察」で観察し
ている時には、表示される原因の一つは「チャージアップ」で、表示される解決策は、電
子の帯電による上記現象を無くすため、「金属コーティングの追加」となり、そのとき、
解決策に「解決する」ボタンＣ１４２は表示されない。
【００９８】
　表示される二つめの原因は「試料取り付け不十分」で、表示される解決策は、試料が動
いてしまう固定方法（カーボンテープで固定、固定が不十分など）になっていないかを確
認するため、「試料の固定を確認」となり、「解決する」ボタンＣ１４２は表示されない
。
【００９９】
　また、「標準の観察」で観察している時、表示される原因は「表面構造を強調する観察
」、「元素分析および観察」の時と同様に、「チャージアップ」と「試料取り付け不十分
」となるが、「チャージアップ」では、解決策として、加速電圧を低くして画像取り込み
方法変更することによりチャージアップを抑えることが可能な「「表面構造を強調する観
察」に変更」が追加表示される。ここでは「「解決する」ボタンＣ１４２」が表示され、
「解決する」ボタンＣ１４２を押下すると、図１３に示すように、操作ガイド画面２０１
の画面Ａ１２１に観察目的変更を促すメッセージが表示される。
【０１００】
　アプリアシスト画面３００（図４）で、「像がぼけている」のボタンＢ１３１ｂを押下
すると、図５の（ｂ）に示すように、観察目的が「標準の観察」、「元素分析および観察
」で観察している時には、表示される原因の一つは「オートフォーカスが不十分」で、表
示される解決策は、オートフォーカスが効きにくい試料に対してよりシャープな画像を得
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るため、「マニュアルフォーカス調整」となり、「解決する」ボタンＣ１４２を押下する
と、図１７に示すように、操作ガイド画面２０１の画面Ａ１２１にマニュアルフォーカス
調整を促すメッセージが表示される。
【０１０１】
　表示される二つめの原因は「試料取り付け不十分」で、表示される解決策は「試料の固
定を確認」となり、「解決する」ボタンＣ１４２は表示されない。
【０１０２】
　表示される三つめの原因は「キャリブレーション（光軸）のズレ」で、表示される解決
策は、オートフォーカスの精度を向上させるため、「キャリブレーションの再設定」とな
り、「解決する」ボタンＣ１４２は表示されない。
【０１０３】
　また、「表面構造を強調する観察」で観察している時、表示される原因は「標準の観察
」、「元素分析および観察」の時に加え、「分解能が不足」が追加され、「分解能が不足
」の解決策としては、加速電圧を高くすることにより分解能を向上させることが可能な「
「標準の観察」に変更」が表示される。ここでは「「解決する」ボタンＣ１４２」も表示
され、「解決する」ボタンＣ１４２を押下すると、操作ガイド画面２０１の画面Ａ１２１
に観察目的変更を促すメッセージが表示される（図１３）。
【０１０４】
　アプリアシスト画面３００（図４）で、「別な像質で観察したい」Ｂ１３１ｃを押下す
ると、図５の（ｃ）に示すように観察目的が「標準の観察」、「表面構造を強調する観察
」、「元素分析および観察」の全てのパターンで、表示される原因の一つは、「別な像質
で観察したい」で、表示される解決策は「別な観察目的を選択」となる。この場合、「解
決する」ボタンＣ１４２を押下すると、操作ガイド画面２０１の画面Ａ１２１に観察目的
変更を促すメッセージが表示され、「観察目的の変更」ボタンを押下することにより、観
察目的を変更することが可能となる。
【０１０５】
　表示される二つめの原因は「任意の条件に設定して別な像質で観察したい」であり、表
示される解決策は、「拡張機能に切り替えて任意の条件に設定」となり、観察条件を任意
に設定できるようになる。この場合は、「解決する」ボタンＣ１４２は表示されない。
【０１０６】
　図６は、「高真空ＳＥＭ（高真空のみ観察が可能）、ＢＳＥ検出器有り」の装置バージ
ョンでの観察時にアプリアシストボタンンＡ１２４（図３）を押下し、アプリアシスト画
面３００（図４）に表示されるボタンＢ１３１ａ、Ｂ１３１ｂ、Ｂ１３１ｃを押下した時
に、アプリアシストの解決方法画面４００（図１０～図１２）に表示される原因と解決策
、さらに「解決する」ボタンＣ１４２の有無などを、「現在選択されている観察目的」別
にまとめた表である。
【０１０７】
　「高真空ＳＥＭ（高真空のみ観察が可能）、ＢＳＥ検出器有り」の装置バージョンでは
、「現在選択されている観察目的」は、「標準の観察」、「表面構造を強調する観察」、
「材料分布を強調する観察」、「表面構造と材料分布を強調する観察」、「元素分析およ
び観察」の５パターンとなる。アプリアシスト画面３００（図４）で、「画像がひずむ、
明るさムラがある、立体感がない」のボタンＢ１３１ａを押下すると、図６の（ａ）に示
すように、「表面構造を観察する」、「材料分布を強調する観察」、「表面構造と材料分
布を強調する観察」、「元素分析および観察」で観察している時には、表示される原因の
一つは「チャージアップ」で、表示される解決策は「金属コーティングの追加」となり、
そのとき解決策には「解決する」ボタンＣ１４２は表示されない。
【０１０８】
　表示される二つめの原因は、「試料取り付け不十分」で、表示される解決策は「試料の
固定を確認」となり、「解決する」ボタンＣ１４２は表示されない。
【０１０９】
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　また、「標準の観察」で観察している時、表示される原因は他の観察目的と同様に、「
チャージアップ」と「試料取り付け不十分」となるが、「チャージアップ」では、解決策
として「表面構造を強調する観察」が追加表示される。ここでは「「解決する」ボタンＣ
１４２」が表示され、「解決する」ボタンＣ１４２を押下すると、図１３に示すように、
操作ガイド画面２０１の画面Ａ１２１に観察目的変更を促すメッセージが表示される。
【０１１０】
　次に、アプリアシスト画面３００（図４）で、「像がぼけている」のボタンＢ１３１ｂ
を押下すると、図６の（ｂ）に示すように「標準の観察」、「材料分布を強調する観察」
、「元素分析および観察」で観察している時には、表示される原因の一つは「オートフォ
ーカスが不十分」で、表示される解決策は「マニュアルフォーカス調整」となる。ここで
、「解決する」ボタンＣ１４２を押下すると、図１７に示すように、操作ガイド画面２０
１の画面Ａ１２１にマニュアルフォーカス調整を促すメッセージが表示される。
【０１１１】
　表示される二つめの原因は「試料取り付け不十分」で、表示される解決策は「試料の固
定を確認」となり、「解決する」ボタンＣ１４２は表示されない。
【０１１２】
　表示される三つめの原因は「キャリブレーション（光軸）のズレ」で、表示される解決
策は「キャリブレーションの再設定」となり、「解決する」ボタンＣ１４２は表示されな
い。
【０１１３】
　また、「表面構造を強調する観察」で観察している時、表示される原因は、観察目的が
「標準の観察」、「材料分布を強調する観察」、「元素分析および観察」の時に加え、「
分解能が不足」が追加され、解決策として「「標準の観察」に変更」が表示される。ここ
では「「解決する」ボタンＣ１４２」が表示され、「解決する」ボタンＣ１４２を押下す
ると、操作ガイド画面２０１の画面Ａ１２１に観察目的変更を促すメッセージが表示され
る。
【０１１４】
　さらに、「表面構造と材料分布を強調する観察」で観察している時、表示される原因は
、観察目的が「表面構造を強調する観察」の場合と同じであるが、原因が「分解能が不足
」の解決策は、加速電圧を高くすることにより分解能を向上させることが可能な「「材料
分布を強調する観察」に変更」となる。ここでは「「解決する」ボタンＣ１４２」が表示
され、「解決する」ボタンＣ１４２を押下すると、操作ガイド画面２０１の画面Ａ１２１
に観察目的変更を促すメッセージが表示される。
【０１１５】
　アプリアシスト画面３００（図４）で、「別な像質で観察したい」Ｂ１３１ｃを押下す
ると、図６の（ｃ）に示すように、「標準の観察」、「表面構造を強調する観察」、「材
料分布を強調する観察」、「表面構造と材料分布を強調する観察」、「元素分析および観
察」の全てのパターンで、表示される原因の一つは、「別な像質で観察したい」で、表示
される解決策は「別な観察目的を選択」となり、「解決する」ボタンＣ１４２を押下する
と、操作ガイド画面２０１の画面Ａ１２１に観察目的変更を促すメッセージが表示される
。
【０１１６】
　表示される二つめの原因としては、「任意の条件に設定して別な像質で観察したい」で
あり、表示される解決策は「拡張機能に切り替えて任意の条件に設定」となり、「解決す
る」ボタンＣ１４２は表示されない。
【０１１７】
　図７は、「低真空ＳＥＭ（高真空、低真空ともに観察が可能）」の装置バージョンで、
高真空観察時に、アプリアシストボタンＡ１２４（図３）を押下し、アプリアシスト画面
３００（図４）に表示されるボタンＢ１３１ａ、Ｂ１３１ｂ、Ｂ１３１ｃを押下した時に
、アプリアシストの解決方法画面４００（図１０～図１２）に表示される原因と解決策、



(18) JP 6159273 B2 2017.7.5

10

20

30

40

50

さらに「解決する」ボタンＣ１４２の有無などを、「現在選択されている観察目的」別に
まとめた表である。
【０１１８】
　「低真空ＳＥＭ（高真空、低真空ともに観察が可能）」の装置バージョンでは、高真空
観察時における、「現在選択されている観察目的」は、「標準の観察」、「表面構造を強
調する観察」、「材料分布を強調する観察」、「表面構造と材料分布を強調する観察」、
「元素分析および観察」の５パターンとなる。アプリアシスト画面３００（図４）で、「
画像がひずむ、明るさムラがある、立体感がない」のボタン１３１ａを押下すると、図７
の（ａ）に示すように、観察目的が「表面構造を観察する」、「材料分布を強調する観察
」、「表面構造と材料分布を強調する観察」、「元素分析および観察」で観察している時
、表示される原因の一つは、「チャージアップ」で、表示される解決策は２つあり、解決
策の一つは「金属コーティングの追加」となり、「解決する」ボタンＣ１４２は表示され
ない。解決策の二つめは、真空度を低真空にすることによりチャージアップを軽減できる
「低真空モードに変更」であり、「解決する」ボタンＣ１４２を押下すると、図２５に示
すように、操作ガイド画面２０１の画面Ａ１２１に真空度モード変更を促すメッセージが
表示される。
【０１１９】
　表示される原因の二つめは、「試料取り付け不十分」で、表示される解決策は「試料の
固定を確認」となり、「解決する」ボタンＣ１４２は表示されない。
【０１２０】
　また、「標準の観察」で観察している時、表示される原因は他の観察目的と同様に、「
チャージアップ」と「試料取り付け不十分」となるが、「チャージアップ」では、解決策
として「表面構造を強調する観察」が追加表示される。ここでは「「解決する」ボタンＣ
１４２」が表示され、「解決する」ボタンＣ１４２を押下すると、図１３に示すように、
操作画面２００に観察目的変更を促す操作ガイド画面２０１が表示される。
【０１２１】
　次に、アプリアシスト画面３００（図４）で、「像がぼけている」のボタンＢ１３１ｂ
を押下すると、図７の（ｂ）に示すように、観察目的が「標準の観察」、「材料分布を強
調する観察」、「元素分析および観察」で観察している時、表示される原因の一つは「オ
ートフォーカスが不十分」で、表示される解決策は「マニュアルフォーカス調整」となり
、「解決する」ボタンＣ１４２を押下すると、図１７に示すように、操作ガイド画面２０
１の画面Ａ１２１にマニュアルフォーカス調整を促すメッセージが表示される。
【０１２２】
　表示される二つめの原因は、「試料取り付け不十分」で、表示される解決策は「試料の
固定を確認」となり、「解決する」ボタンＣ１４２は表示されない。
【０１２３】
　表示される三つめの原因は、「キャリブレーション（光軸）のズレ」で、表示される解
決策は「キャリブレーションの再設定」となり、「解決する」ボタンＣ１４２は表示され
ない。
【０１２４】
　また、「表面構造を強調する観察」で観察している時、表示される原因は、観察目的が
「標準の観察」、「材料分布を強調する観察」、「元素分析および観察」の時に加え、「
分解能が不足」が追加され、解決策として「「標準の観察」に変更」が追加表示される。
ここでは「「解決する」ボタンＣ１４２」が表示され、ボタンＣ１４２を押下すると、操
作ガイド画面２０１（図１３）の画面Ａ１２１に観察目的変更を促すメッセージが表示さ
れる。
【０１２５】
　さらに、「表面構造と材料分布を強調する観察」で観察している時は、表示される原因
は観察目的が「表面構造を強調する観察」の時と同じであるが、「分解能が不足」の解決
策としては「「材料分布を強調する観察」に変更」となる。ここでは「「解決する」ボタ
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ンＣ１４２」が表示され、ボタンＣ１４２を押下すると、操作ガイド画面２０１（図１３
）の画面Ａ１２１に観察目的変更を促すメッセージが表示される。
【０１２６】
　アプリアシスト画面３００（図４）で、「別な像質で観察したい」Ｂ１３１ｃを押下す
ると、図７の（ｃ）に示すように、観察目的が「標準の観察」、「表面構造を強調する観
察」、「材料分布を強調する観察」、「表面構造と材料分布を強調する観察」、「元素分
析および観察」の全てのパターンで、表示される原因の一つは、「別な像質で観察したい
」で、表示される解決策は「別な観察目的を選択」となり、「解決する」ボタンＣ１４２
を押下すると、操作ガイド画面２０１の画面Ａ１２１に観察目的変更を促すメッセージが
表示される。
【０１２７】
　表示される二つめの原因としては、「任意の条件に設定して別な像質で観察したい」で
あり、表示される解決策は「拡張機能に切り替えて任意の条件に設定」となり、「解決す
る」ボタンＣ１４２は表示されない。
【０１２８】
　図８は、「低真空ＳＥＭ（高真空、低真空ともに観察が可能）ＵＶ検出器なし」の装置
バージョンで、低真空観察時に、アプリアシストボタンＡ１２４（図３）を押下し、アプ
リアシスト画面３００（図４）に表示されるそれぞれの現象を選択した時にアプリアシス
トの解決方法画面４００に表示される原因と解決策および「解決する」ボタンＣ１４２を
、「現在選択されている観察目的」別にまとめた表である。
【０１２９】
　「低真空ＳＥＭ（高真空、低真空ともに観察が可能）」の装置バージョンでは、低真空
観察時、「現在選択されている観察目的」は、「材料分布を強調する観察」、「表面構造
と材料分布を強調する観察」、「元素分析および観察」の３パターンとなる。アプリアシ
スト画面３００（図４）で、「画像がひずむ、明るさムラがある、立体感がない」のボタ
ンＢ１３１ａを押下すると、図８の（ａ）に示すように、観察目的が「材料分布を強調す
る観察」、「表面構造と材料分布を強調する観察」、「元素分析および観察」の全てのパ
ターンで、表示される原因の一つは、「チャージアップ」となり、解決策は真空度を３０
Ｐａから５０Ｐａに変更することによりチャージアップを軽減できる「真空度を変更」で
あり、「解決する」ボタンＣ１４２を押下すると、図２７に示すように、操作ガイド画面
２０１の画面Ａ１２１に真空度変更を促すメッセージが表示される。
【０１３０】
　表示される原因の二つめは、「試料取り付け不十分」であり、表示される解決策は「試
料の固定を確認」となり、「解決する」ボタンＣ１４２は表示されない。
【０１３１】
　次に、アプリアシスト画面３００（図４）で、「像がぼけている」のボタンＢ１３１ｂ
を押下すると、図８の（ｂ）に示すように、観察目的が「材料分布を強調する観察」、「
元素分析および観察」で観察している時には、表示される原因の一つは「オートフォーカ
スが不十分」で、表示される解決策は「マニュアルフォーカス調整」となり、「解決する
」ボタンＣ１４２を押下すると、図１７に示すように、操作ガイド画面２０１の画面Ａ１
２１にマニュアルフォーカス調整を促すメッセージが表示される。
【０１３２】
　表示される二つめの原因は、「試料取り付け不十分」で、表示される解決策は「試料の
固定を確認」となり、「解決する」ボタンＣ１４２は表示されない。
【０１３３】
　表示される三つめの原因は、「キャリブレーション（光軸）のズレ」で、表示される解
決策は「キャリブレーションの再設定」となり、「解決する」ボタンＣ１４２は表示され
ない。
【０１３４】
　また、「表面構造と材料分布を強調する観察」で観察している時、表示される原因は「
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材料分布を強調する観察」、「元素分析および観察」の時に加え、「分解能が不足」が追
加され、解決策として「「材料分布を強調する観察」に変更」が追加表示される。ここで
は「「解決する」ボタンＣ１４２」も表示され、「解決する」ボタンＣ１４２を押下する
と、操作ガイド画面２０１の画面Ａ１２１に観察目的変更を促すメッセージが表示される
。
【０１３５】
　アプリアシスト画面３００（図４）で、「別な像質で観察したい」のボタンＢ１３１ｃ
を押下すると、図８の（ｃ）に示すように、観察目的が「材料分布を強調する観察」、「
表面構造と材料分布を強調する観察」、「元素分析および観察」の全てのパターンで、表
示される原因の一つは、「別な像質で観察したい」で、表示される解決策は「別な観察目
的を選択」となり、「解決する」ボタンＣ１４２を押下すると、操作ガイド画面２０１の
画面Ａ１２１に観察目的変更を促すメッセージが表示される。
【０１３６】
　表示される二つめの原因としては、「任意の条件に設定して別な像質で観察したい」で
あり、表示される解決策は「拡張機能に切り替えて任意の条件に設定」となり、「解決す
る」ボタンＣ１４２は表示されない。
【０１３７】
　図９は、「低真空ＳＥＭ（高真空、低真空ともに観察が可能）ＵＶ検出器あり」の装置
バージョンで、低真空観察時に、アプリアシストボタンＡ１２４（図３）を押下し、アプ
リアシスト画面３００（図４）に表示されるそれぞれの現象を選択した時にアプリアシス
トの解決方法画面４００に表示される原因と解決策および「解決する」ボタンＣ１４２を
、「現在選択されている観察目的」別にまとめた表である。
【０１３８】
　「低真空ＳＥＭ（高真空、低真空ともに観察が可能）」の装置バージョンでは、低真空
観察時、「現在選択されている観察目的」は、「材料分布を強調する観察」、「表面構造
と材料分布を強調する観察」、「構造を強調する観察」、「表面構造を強調する観察」、
「元素分析および観察」の５パターンとなる。アプリアシスト画面３００（図４）で、「
画像がひずむ、明るさムラがある、立体感がない」のボタンＢ１３１ａを押下すると、図
９の（ａ）に示すように、観察目的が「材料分布を強調する観察」、「表面構造と材料分
布を強調する観察」、「構造を強調する観察」、「表面構造を強調する観察」、「元素分
析および観察」の全てのパターンで、表示される原因の一つは、「チャージアップ」とな
る。解決策は「真空度を変更」となり、「解決する」ボタンＣ１４２を押下すると、図２
７に示すように、操作ガイド画面２０１の画面Ａ１２１に真空度変更を促すメッセージが
表示される。
【０１３９】
　表示される原因の二つめは、「試料取り付け不十分」であり、表示される解決策は「試
料の固定を確認」となり、「解決する」ボタンＣ１４２は表示されない。
【０１４０】
　次に、アプリアシスト画面３００（図４）で、「像がぼけている」のボタンＢ１３１ｂ
を押下すると、図９の（ｂ）に示すように、「材料分布を強調する観察」、「構造を強調
する観察」、「元素分析および観察」で観察している時、表示される原因の一つは「オー
トフォーカスが不十分」となる。表示される解決策は「マニュアルフォーカス調整」とな
り、「解決する」ボタンＣ１４２を押下すると、図１７に示すように、操作ガイド画面２
０１の画面Ａ１２１にマニュアルフォーカス調整を促すメッセージが表示される。
【０１４１】
　表示される二つめの原因は、「試料取り付け不十分」で、表示される解決策は「試料の
固定を確認」となり、「解決する」ボタンＣ１４２は表示されない。
【０１４２】
　表示される三つめの原因は、「キャリブレーション（光軸）のズレ」であり、表示され
る解決策は「キャリブレーションの再設定」となり、「解決する」ボタンＣ１４２は表示
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されない。
【０１４３】
　また、「表面構造と材料分布を強調する観察」で観察している時、表示される原因は、
観察目的が「材料分布を強調する観察」、「構造を強調する観察」、「元素分析および観
察」の時に加え、「分解能が不足」が追加される。解決策としては、「「材料分布を強調
する観察」に変更」が追加表示される。ここでは「解決する」ボタンＣ１４２も表示され
、「解決する」ボタンＣ１４２を押下すると、操作ガイド画面２０１の画面Ａ１２１に観
察目的変更を促すメッセージが表示される。
【０１４４】
　また、「表面構造を強調する観察」で観察している時、表示される原因は、観察目的が
「表面構造と材料分布を強調する観察」の時と同じであるが、「分解能が不足」の解決策
は、加速電圧を高くすることにより分解能を向上させることが可能な「「構造を強調する
観察」に変更」が追加表示される。ここでは「解決する」ボタンＣ１４２も表示され、「
解決する」ボタンＣ１４２を押下すると、操作ガイド画面２０１の画面Ａ１２１に観察目
的変更を促すメッセージが表示される。
【０１４５】
　アプリアシスト画面３００（図４）で、「別な像質で観察したい」Ｂ１３１ｃを押下す
ると、図９の（ｃ）に示すように、観察目的が「材料分布を強調する観察」、「表面構造
と材料分布を強調する観察」、「構造を強調する観察」、「表面構造を強調する観察」、
「元素分析および観察」の全てのパターンで、表示される原因の一つは、「別な像質で観
察したい」である。表示される解決策は「別な観察目的を選択」となり、「解決する」ボ
タンＣ１４２を押下すると、操作ガイド画面２０１の画面Ａ１２１に観察目的変更を促す
メッセージが表示される。
【０１４６】
　表示される二つめの原因としては、「任意の条件に設定して別な像質で観察したい」で
あり、表示される解決策は「拡張機能に切り替えて任意の条件に設定」となり、「解決す
る」ボタンＣ１４２は表示されない。
【０１４７】
　なお、図４に示したアプリアシストボタンＢ１３１ａの「像がゆがむ」、「明るさにム
ラがある」、「立体感がない」の原因としては、図５～図９で表示した以外に、「外乱（
振動、浮遊磁場、空調の風圧、高圧ケーブルが他に接触など）」、「ビームダメージ」、
「導通がとれていない」なども考えられる。これらの「解決法」としては、図５～９で表
示した以外に、「磁場源を遠ざける」、「磁場キャンセラーを設置する」、「除振台を設
置する」、「ＷＤを短くする」、「コンデンサレンズを強励磁にする」、「照射電流を低
くする」、「試料を冷却する」「導通をとる」などがあげられる。
【０１４８】
　また、図４に示したアプリアシストボタンＢ１３１ｂの「像がぼけている」の原因とし
ては、図５～９で表示した以外に、「倍率が高すぎる」、「コンタミネーション」、「加
速電圧が高すぎる」なども考えられる。これらの「解決策」としては、図５～９で表示し
た以外に、「倍率を低くする」、「試料固定のためのペーストやテープの使用量を少なく
する」、「観察前にペーストを良く乾かす」、「観察前に試料を加熱し、脱ガスする」、
「フォーカスを素早く合わせ、別視野で画像を取得する」「試料近傍を冷却する」、「加
速電圧を低くする」などがあげられる。
【０１４９】
　図５～図９において、「解決する」ボタンＣ１４２（図１０～図１２）を表示しない解
決策において、解決策が「金属コーティングの追加」、「試料の固定を確認」、「キャリ
ブレーションの再設定」の場合は、観察を終了し、大気開放を行って、表示された解決策
を行う。また、解決策に「解決する」ボタンＣ１４２を表示し、押下すると、ここでは図
示されていない観察終了画面を表示するようにしてもよい。また、解決策が「拡張機能に
切り替えて任意の条件を設定」の場合は、ユーザがメニューバーで切り替えを行うが、解
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決策に「解決する」ボタンＣ１４２を表示し、押下すると、ここでは図示されていない拡
張機能に切り替えることができる画面を表示するようにしてもよい。
【０１５０】
　図１０～図１２について説明する。図１０～図１２は、図６に示す高真空ＳＥＭ、ＢＳ
Ｅ検出器有りの装置バージョンで、「現在選択されている観察目的」が「標準の観察」の
時のアプリアシストの解決方法画面４００の例を示す図である。
【０１５１】
　図１０のアプリアシストの解決方法画面４００は、図４のアプリアシスト画面３００の
ボタンＢ１３１ａの「画像がひずむ、明るさムラがある、立体感がない」を押下したとき
の画面であり、図１１のアプリアシストの解決方法画面４００は、ボタンＢ１３１ｂの「
像がぼけている」を押下したときの画面、図１２のアプリアシストの解決方法画面４００
は、ボタンＢ１３１ｃの「別な像質で観察したい」を押下したときの画面である。これら
の画面４００は、操作画面２００に別ウィンドウで表示される。
【０１５２】
　図１０～図１２のアプリアシストの解決方法画面４００の上部には、図４のアプリアシ
スト画面３００で表示された典型的なＮＧ画像Ｂ１３２が表示され、考えられる「原因」
と、その現象を改善するために考えられる「解決策」がいくつか表示される。
【０１５３】
　図１０～図１２において、原因と解決策は、ユーザにとって、優先順位が高い順に上か
ら配置されている。これらの「解決策」のそれぞれの項目には、「知りたい」ボタンＣ１
４１と「解決する」ボタンＣ１４２とが配置される。ユーザが、この「知りたい」ボタン
Ｃ１４１を押下すると、解決策の根拠となる理由や事項など、解決策に関する必要な情報
が別ウィンドウに表示される。ユーザはこのような作業を通して、電子顕微鏡１０１の操
作に関する知識を得ることができる。
【０１５４】
　また、解決策のそれぞれの項目に「解決する」ボタンＣ１４２が配置され、そのボタン
が押下されると、解決策実行に向けての操作画面が表示される。「解決する」ボタンＣ１
４２が押下されたときに表示される解決策実行に向けての操作画面の例を、図１３、図１
７、図２５、図２７に示す。
【０１５５】
　図１３は、「観察目的変更を促す画面」の一例を示す図である。つまり、ユーザが図３
の画像Ｃ５１（現在の観察条件における画像）、あるいは画像保存後、観察履歴Ｃ１２１
に表示された画像、あるいはユーザが観察履歴Ｃ１２１を押下して拡大した画像を見て、
図４のアプリアシスト画面３００に示した「画像がゆがむ」、「明るさにムラがある」、
「立体感がない」と判断して、アプリアシスト画面３００の「画像がゆがむ」、「明るさ
にムラがある」、「立体感がない」ボタンＢ１３１ａを押下する。そして、図１０に示す
アプリアシストの解決方法画面４００の一番上に配置された「観察目的を「表面構造を強
調する観察」に変更する」ことを解決策とした項目の「解決する」ボタンＣ１４２を押下
した時に、図１３に示した「観察目的変更を促す画面」が表示される。
【０１５６】
　なお、図１３の操作ガイド画面２０１は、現在の段階が「１．準備」の「目的変更」で
あることを示している。また、操作プログラム３１は、操作ガイド画面２０１に応じて操
作パネル画面２０３を表示するステップを備えている。操作パネル画面２０３では、観察
目的を変更することをユーザに促すために、「観察目的の変更」ボタンＤ１５１の周りが
、例えばオレンジ色で強調表示されている。図１３のＴｉｐｓ画面Ａ３では、「観察目的
の変更」ボタンＤ１５１の押下後、観察目的を「表面構造を強調する観察」に変更するこ
とを促すメッセージが表示される。
【０１５７】
　ユーザが、操作ガイド画面２０１のＡ１２１に記述されている内容に従って、「観察目
的の変更」ボタンＤ１５１を押下すると、操作プログラム３１に従ったコンピュータ１９
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により、図１４に示される観察目的変更画面５００が操作画面２００の前面に表示され、
観察目的設定ボタンＥ１４１が表示される。観察目的設定ボタンＥ１４１には、観察目的
の変更候補が記述されている。
【０１５８】
　図１４の観察目的設定画面５００の観察目的設定ボタンＥ１４１においては、ユーザが
現在使用している観察目的、および今から変更する観察目的を把握しやすいように、現在
使用している観察目的を例えばブルーで強調表示し、今から変更する観察目的を枠の周り
を例えばオレン色に強調表示している。ここでは、操作プログラム３１に従って自動で次
の画面に遷移させるのではなく、あえてユーザが「観察目的の変更」ボタンＤ１５１を押
下するようにしている。このようにすることで、ユーザは「観察目的の変更」ボタンＤ１
５１の位置を認識することができ、観察目的を変更することで、異なった像質の画像を得
ることができるというユーザの学習効果を高めることができる。
【０１５９】
　観察目的を選択した時の像質の違いは、具体的には電子顕微鏡１０１をユーザが操作す
るときに設定するパラメータ設定に依存し、パラメータ設定値としては、加速電圧、ワー
キングディスタンス、コンデンサレンズ（ここではスポット強度と表現）、対物可動絞り
、検出信号、真空度、画像取り込みの手法などである。
【０１６０】
　ユーザの観察目的は、「できるだけ分解能を上げて観察したい」、「表面を観察したい
」、「材料分布を観察したい」など様々であるが、ほとんどの初心者は、それぞれの観察
目的に応じて最適なパラメータ設定値があることを知らないで使用しているのが現状であ
る。
【０１６１】
　また、これらのパラメータ設定値をどのような値に設定すれば、どのような画像が得ら
れるのか、初心者が把握することは現状では困難である。
【０１６２】
　よって、ほとんどの初心者は、観察目的が変わっても、パラメータ設定値を変更せずに
、現在設定されているパラメータ設定値をそのまま用いて観察を行っている。しかしなが
ら、このような使い方では、装置性能を十分に引き出すことはできない。
【０１６３】
　そこで、本実施例では、ユーザがパラメータ設定値を設定するのではなく、ユーザが選
択した観察目的（観察目的変更）に応じて最適なパラメータ設定値が自動で設定されるよ
うに構成されている。なお、観察目的の選択肢は、ユーザがよく使用する、またはユーザ
に使用してほしい観察条件であり、初心者でも把握および選択できる条件として、分析を
含めて５つ程度とすることが望ましい。
【０１６４】
　本実施例では、高真空時の観察目的として、ＢＳＥ検出器無しの場合は、「標準の観察
」、「表面構造を強調する観察」、「元素を分析する観察」の３つを設定し、ＢＳＥ検出
器ありの場合は、「標準の観察」、「表面構造を強調する観察」、「材料分布を強調する
観察」、「表面構造と材料分布を強調する観察」、「元素を分析する観察」の５つを設定
することとした。
【０１６５】
　また、低真空時の観察目的としては、ＵＶ検出器無し場合は、「材料分布を強調する観
察」、「表面構造と材料分布を強調する観察」、「元素を分析する観察」の３つを設定し
た。また、ＵＶ検出器有りの場合は、「材料分布を強調する観察」、「表面構造と材料分
布を強調する観察」、「構造を強調する観察」、「表面構造を強調する観察」、「元素を
分析する観察」の５つを設定することとした。
【０１６６】
　なお、高真空観察と低真空観察では使用するパラメータ設定値が異なってくるため、高
真空観察と低真空観察の双方において、画像に明確な違いが現れる５つの観察目的が設け
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られている。
【０１６７】
　また、図１４に示した５つの観察目的設定ボタンＥ１４１に詳細な観察条件を表示する
ためのボタンＥ１４３を設け、このボタンが押下されると、かかる観察目的の特徴や、具
体的なパラメータ設定値が表示される。
【０１６８】
　図１５は、本実施例に係る観察目的の種類と特徴を示す画面５０１を示す図である。図
１５に示す画面における観察目的の種類と特徴は、観察目的設定ボタンＥ１４１（図１４
）のそれぞれに対応付けられたものであって、観察目的ごとの特徴を示す。また、設定値
ボタンＥ１４６を押下すると図１６に示す目的選択ごとのパラメータ設定値（加速電圧、
ワーキングディスタンス、コンデンサレンズ（ここではスポット強度と表現）、対物レン
ズ可動絞り、検出器、真空度、画像取り込みの方法など）を表示する画面に切り替わる。
【０１６９】
　これにより、観察条件の具体的なパラメータ設定値を知りたいというユーザの要求に応
えることができる。
【０１７０】
　図１４における観察目的設定ボタンＥ１４１のいずれかが押下された場合、操作プログ
ラム３１に従って、コンピュータ１９は、観察目的設定ボタンＥ１４１に対応付けられて
いる、図１６のパラメータ設定値表示画面５０２における観察条件設定テーブルのレコー
ドのパラメータ設定値で観察条件を設定する。
【０１７１】
　なお、ここには示さないが、低真空観察の時も低真空観察に対応した観察目的の種類と
特徴を示す画面と目的選択ごとのパラメータ設定値表示画面が表示される。
【０１７２】
　また、図１４の観察目的変更画面５００の左側には、レーダチャートの凡例Ｅ１４５ａ
と、強調画像Ｅ１４２の模擬試料の模式図Ｅ１４５ｂが表示される。レーダチャートの凡
例Ｅ１４５ａは、各観察目的設定ボタンＥ１４１に表示されているレーダチャート（観察
条件特徴表示）Ｅ１４４の凡例である。
【０１７３】
　レーダチャートの凡例Ｅ１４５ａに示されているように、画像の特徴が「高倍率に適す
る」、「表面構造を強調」および「材料の違いを強調」の３つの軸から成り立つと定義さ
れている。各軸は４段階で表され、レーダチャートＥ１４４の外側に行くに従い、各軸の
特徴が顕著になることを示す。各軸を４段階以上で示すと、より精密なレーダチャートと
なる。
【０１７４】
　画像の特徴である「高倍率に適する」、「表面構造を強調」および「材料の違いを強調
」は、相反するパラメータ設定値であるため、ある観察目的においてレーダチャートＥ１
４４の全パラメータ設定値が最良になることは一般的にない。つまり、あるパラメータ設
定値がよければ、他のパラメータ設定値は相対的に悪くなる。そのため、本実施例のよう
に、レーダチャートＥ１４４で観察目的の特徴を示すことにより、観察目的の特徴（メリ
ット／デメリット）を視覚的に容易に把握することが可能となる。また、強調画像Ｅ１４
２は、デフォルトの観察目的「標準の観察」で観察できる標準画像との比較を強調した画
像であり、レーダチャートに示したパラメータを反映した画像でもある。
【０１７５】
　このように、強調画像Ｅ１４２を表示することで、該当する観察目的設定ボタンＥ１４
１を選択すると、どのような効果を得られるのかを、ユーザが視覚的に把握することがで
きる。従来技術である特許文献１、２に記載された技術では、生の画像を表示してユーザ
に比較させるため、初心者では観察条件の違いによる画像の違いが判断困難である。
【０１７６】
　これに対し、本実施例のように、強調画像Ｅ１４２を表示することで、ユーザが初心者
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であっても、観察目的設定ボタンＥ１４１のうちのいずれかを選択することによる効果（
観察目的の特徴把握）をユーザは容易に理解することができる。
【０１７７】
　図１７～図２３は、ユーザによるフォーカス調整における操作画面の例を示す図であり
、手動調整画面によりフォーカス調整する際の手順が示されている。
【０１７８】
　ユーザが、図３の画像表示画面２０２における画像Ｃ５１あるいは、画像保存後観察履
歴Ｃ１２１に表示された画像、あるいはユーザが観察履歴Ｃ１２１を押下して拡大した画
像を見て、保存された画像が図４のアプリアシスト画面３００に示した「像がぼけている
」に相当すると判断する。そして、ユーザが、図４のアプリアシスト画面３００の「像が
ぼけている」ボタンＢ１３１ｂを押下した場合を、以下に説明する。
【０１７９】
　操作プログラム３１に従って、コンピュータ１９は、図４のアプリアシスト画面３００
内のボタンＢ１３１ｂに記述されている現象を改善するため、図１１に示すアプリアシス
トの解決方法画面４００を表示させる。次に、図１７を用いて説明する。図１７は、図１
１のアプリアシストの解決方法画面４００の一番上に配置されたマニュアルフォーカス調
整を行うことを解決策とした項目の「解決する」ボタンＣ１４２を押下した時に表示され
る画面の一例である。図１７の操作ガイド画面２０１は、現在の段階が「３．画像調整」
の「フォーカス調整」であることを示しており、操作ガイド画面２０１の画面Ａ１２１に
は手動でフォーカス調整することを促すメッセージが表示されている。
【０１８０】
　また、操作ガイド画面２０１の画面Ａ１２１には、「学習する」ボタンＥ１６１が表示
されている。ユーザがマニュアルフォーカス調整の調整方法を学習したい時には、「学習
する」を押下し、図示していないが、別ウィンドウで、マニュアルフォーカス調整を練習
することが可能である。学習が必要でない場合は「次へ」ボタンＥ１６２を押下し、図１
８に示すフォーカス調整を行う。
【０１８１】
　図１８において、操作ガイド画面２０１では、現在の操作段階が「３．画像確認」の「
フォーカス調整」である旨の情報が表示され、さらに、操作ガイド画面２０１の画面Ａ１
２１には、フォーカスボタンＦ１７２を押下することを促すメッセージが表示されている
。さらに、Ｔｉｐｓ画面Ａ３には、画像調整を行うためのコツ（要領）などが表示される
。
【０１８２】
　フォーカスボタンＦ１７２は、ユーザが一目でわかるように強調表示され、ユーザがフ
ォーカスボタンＦ１７２を押下すると、図１９に示すように、画像操作パネル画面２０３
の表示モードが自動的に、画像調整モードＦ１７４に変わる。つまり、図１９に示すよう
に、画像Ｃ５１（図１８）の中心部分（一部）のみが表示される（画像Ｃ５２）。これは
フォーカスなどの調整に必要な画質と追従性を確保するため、操作プログラム３１に従っ
て、画像Ｃ５１の観察部分を縮小することで、遅い走査速度で画質を向上させながらも走
査を繰り返したときの時間を短縮するためである（図１９～図２３も同様）。
【０１８３】
　スライダはフォーカス調整を行うためのフォーカススライダＦ１７１となり、ユーザは
、フォーカススライダＦ１７１を動かすことで非点調整が必要であるか否かを判定する。
そして、ユーザがフォーカススライダＦ１７１を動かすと、コンピュータ１９が入力装置
２３を介して入力されたフォーカススライダＦ１７１の移動距離に応じて、Ｘ方向非点補
正器制御回路１３およびＹ方向非点補正器制御回路１４に、Ｘ方向非点補正器４およびＹ
方向非点補正器５を制御させる。
【０１８４】
　画像Ｃ５２は、ユーザがフォーカススライダＦ１７１を動かすことによって、画像Ｃ５
１のフォーカスがずれた状態の画像を示している。
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【０１８５】
　ここで、図１９の操作ガイド画面２０１の画面Ａ１２１には、フォーカス調整の目安が
表示されている。さらに、画面Ａ１２１の参考画像Ｆ１７３には、フォーカススライダＦ
１７１を動かしたときに予想される画像の変化がデフォルメ表示されている。
【０１８６】
　そして、ユーザがフォーカススライダＦ１７１を動かすことで画像が所定の方向にのみ
拡大される（伸びる）ことを確認すると、ユーザはフォーカススライダＦ１７１を伸びの
ないフォーカス位置に合わせ、画面Ａ１２１の「次へ」ボタンＥ１６２を押下する。そう
すると、操作プログラム３１に従って、コンピュータ１９は、フォーカス調整処理を終え
、スティグマＸ調整のための表示内容を画像表示装置１８に表示する。
【０１８７】
　なお、フォーカススライダＦ１７１を動かしても画像が伸びないとき、ユーザはスティ
グマＸ調整、スティグマＹ調整を行うことなく、最もシャープに見えるフォーカス位置に
合わせて画像調整を終了しても良い。
【０１８８】
　図２０および図２１は、手動調整画面におけるスティグマＸ調整の表示内容を示す図で
ある。スティグマＸ調整では、まず、図２０のように操作ガイド画面２０１の画面Ａ１２
１にスティグマＸボタンＦ１７６を押下するよう促すメッセージが表示され、Ｔｉｐｓ画
面Ａ３には操作のコツ（要領）が表示される。スティグマＸボタンＦ１７６は、ユーザが
一目でわかるように強調表示され、ユーザがスティグマＸボタンＦ１７６を押下すると、
図２１に示す画面に切り替わる。図２１に示した画面におけるスライダはスティグマＸス
ライダＦ１７５である。
【０１８９】
　ユーザは、画面Ａ１２１のメッセージに従ってスティグマＸスライダＦ１７５を動かす
と、コンピュータ１９は入力装置２３を介して入力されたスティグマＸスライダＦ１７５
の移動距離に応じて、Ｘ方向非点補正器制御回路１３にＸ方向非点補正器４を制御させる
。
【０１９０】
　そして、画像が概ねシャープになったと思い、ユーザが「次へ」ボタンＥ１６２を押下
することで、操作プログラム３１に従って、スティグマＸ調整を終了し、次のスティグマ
Ｙ調整へと進む。
【０１９１】
　図示していないが、スティグマＹ調整も、スティグマＸ調整と同様に行い、画像が概ね
シャープになったと思い、ユーザが「次へ」ボタンを押下することで、操作プログラム３
１に従い、スティグマＹ調整を終了し、次のスライダ調整画面の表示内容を画像表示装置
１８に表示する。
【０１９２】
　図２２は、スティグマＹ調整後のフォーカス確認の表示内容を示す図である。
【０１９３】
　図２２において、操作ガイド画面２０１の画面Ａ１２１には、フォーカス調整ができた
か否か（さらにフォーカス調整が必要か否か）を確認することを促すメッセージが表示さ
れている。ユーザは、図１８～図１９と同様の手順でフォーカス調整を行い、フォーカス
再調整の要・不要を確認する。この結果、ユーザによってフォーカス再調整が必要だと判
定された場合、ユーザは「再調整」ボタンＦ１７７を押下することで、再び、図１９～図
２２の処理を行い、フォーカス確認を行う。
【０１９４】
　また、ユーザによってフォーカス再調整が不要だと判定された場合は、「次へ」ボタン
（図２２は示していない）を押下することで、図２３に示した画面に切り替わり、ユーザ
はフォーカススライダＦ１７１で最もシャープに見えるフォーカス位置に合わせる。その
後、倍率を取得したい倍率に調整し、操作パネル画面２０３のオート明るさボタンＦ１７
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８を押下する。そして、操作パネル画面２０３の「画像取り込みと保存」ボタンＦ１７９
を押下して画像取り込みと保存を行う。このように、ユーザは画像Ｃ５１、Ｃ５２（図１
８、図１９）の近傍に表示されているフォーカススライダＦ１７１（図１８、図１９）、
スティグマＸスライダＦ１７５（図２０）、スティグマＹスライダ（図示せず）などで画
像調整を行うことで、ユーザは、画像Ｃ５１、Ｃ５２を見ながら簡易に調整を行うことが
できる。
【０１９５】
　次に、低真空ＳＥＭの装置バージョンで、高真空で観察している時にアプリアシスト画
面３００（図４）の「像がゆがむ」「明るさにムラがある」「立体感がない」ボタンｂ１
３１ａを押下したときに表示されるアプリアシスト解決方法画面例４００を図２４に示す
。
【０１９６】
　低真空観察では、チャージアップを軽減して観察可能である。ユーザが、図２４に示し
た画面の「解決する」ボタンＣ１４２を押下すると、図２５に示す画面が表示され、操作
ガイド画面２０１の画面Ａ１２１は真空モードを低真空（３０Ｐａ）に変更することを促
す画面に切り替わる。また、モード切り替え方法は、操作パネル画面２０３の低真空モー
ド切り替えボタンＧ１８１を強調表示することにより、初心者でも容易に切り替え可能に
なっている。ユーザは、真空度を低真空（３０Ｐａ）に切り替え後、操作ガイド画面２０
１の画面Ａ１２１に従って画像調整（ステップＳ１０７）を行い、新たな観察条件で画像
を取得することにより画像の改善を図るとともに、荷電粒子装置のスキル向上を図ること
ができる。
【０１９７】
　次に、低真空ＳＥＭの装置バージョンで、低真空で観察している時にアプリアシスト画
面３００（図４）の「像がゆがむ」、「明るさにムラがある」、「立体感がない」ボタン
を押下したときに表示されるアプリアシスト解決方法画面例４００を図２６に示す。
【０１９８】
　低真空観察では圧力をより高くするとチャージアップを軽減して観察可能である。図２
６に示した画面中の「解決する」ボタンＣ１４２を押下すると、図２７が表示され、操作
ガイド画面２０１の画面Ａ１２１は真空度を５０Ｐａに変更することを促す画面に切り替
わる。また、真空度変更方法は、図２７に示した操作パネル画面２０３の真空度変更ボタ
ンＨ１９１を強調表示することにより、初心者でも容易に切り替え可能になっている。
【０１９９】
　ユーザは、真空度を５０Ｐａに変更後、操作ガイド画面２０１の画面Ａ１２１に従って
画像調整（ステップＳ１０７）を行い、新たな観察条件で画像を取得することにより画像
の改善を図るとともに、荷電粒子装置のスキル向上を図ることができる。
【０２００】
　次に、本発明の実施例における電子顕微鏡装置の全体に対する画像表示装置１８の操作
画面２００の、位置、範囲、大きさを示す。図２８は本実施例における電子顕微鏡装置の
正面図、図２９は本実施例における電子顕微鏡装置の左側面、図３０は本実施例における
電子顕微鏡装置の右側面図、図３１は本実施例における電子顕微鏡装置の平面図、図３２
は本実施例における電子顕微鏡装置の底面図、図３３は本実施例における電子顕微鏡装置
の背面図である。
【０２０１】
　なお、図２８～図３３において、操作画面２００を実線で示し、他の部分は破線で示す
。
【０２０２】
　図２８～図３３に示した操作画面２００には、図３、図４、図１０～図２７に示した操
作画面２００が、表示される。
【０２０３】
　以上のように、本実施例によれば、コンピュータ１９は、操作プログラム３１に従って
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、まず、デフォルトの観察条件による画像を取得する。そして、操作プログラム３１に従
って、コンピュータ１９は、取得した画像に対してアプリアシスト画面３００で改善を要
する典型的な画像と現象を表示させ、得られた画像が最適な画像であるかをユーザに判断
させるスキルを身につけさせる。
【０２０４】
　さらに、アプリアシスト解決方法画面４００では、装置バージョン（高真空のみ、高真
空と低真空切り替え可）、さらに前述した装置バージョンのオプション検出器（ＢＳＥ検
出器、ＵＶ検出器）の有無、そして現在どの観察目的（観察条件）で観察しているかによ
って、原因と解決策を提示し、修正の方向性を誘導する。
【０２０５】
　これにより、ユーザは初心者であっても効率よく装置性能に見合った最適な画像を得る
ことができるとともに、設定された観察条件で撮影された画像の特徴を体得することがで
きるため、ユーザの学習効果を期待することができ、ユーザのスキル向上を図ることがで
きる。
【０２０６】
　なお、上述した本実施例では、デフォルトの観察条件で１枚目の画像を取得しているが
、ユーザに設定を行わせた上で、コンピュータ１９が、操作プログラム３１に従って、１
枚目の画像を取得し、その後、アプリアシスト画面３００とアプリアシスト解決方法画面
４００などのメッセージに従ってユーザに観察条件などの調整を行わせてもよい。
【符号の説明】
【０２０７】
　１・・・電子銃、２・・・一次電子ビーム、３・・・集束レンズ、４・・・Ｘ方向非点
補正器、５・・・Ｙ方向非点補正器、６・・・上段偏向器、７・・・下段偏向器、８・・
・対物レンズ、９・・・試料、１０・・・検出器、１１・・・高電圧制御回路、１２・・
・集束レンズ制御回路、１３・・・Ｘ方向非点補正器制御回路、１４・・・方向非点補正
器制御回路、１５・・・偏向器制御回路、１６・・・対物レンズ制御回路、１７・・・検
出信号制御回路、１８・・・画像表示装置、１９・・・コンピュータ（処理部）、２１・
・・記憶装置（記憶部）、２２・・・メモリ、２３・・・入力装置、２４・・・試料台、
２５・・・試料ステージ、３１・・・操作プログラム、１００・・・電子顕微鏡カラム（
荷電粒子線装置）、１０１・・・電子顕微鏡（荷電粒子線装置、荷電粒子線装置システム
）、２００・・・操作画面、２０１・・・操作ガイド画面、２０２・・・画像表示画面（
画像表示部）、２０３・・・操作パネル画面、３００・・・アプリアシスト画面、４００
・・・アプリアシスト解決方法画面、５００・・・観察目的変更画面、５０１・・・観察
目的の種類と特徴、５０２・・・目的選択ごとのパラメータ設定値表示画面、Ａ３・・・
Ｔｉｐｓ画面、Ａ１２１・・・メッセージ表示画面、Ａ１２２・・・続行ボタン、Ａ１２
３・・・終了ボタン、Ａ１２４・・・アプリアシストボタン、Ｂ１３１、Ｂ１３１ａ～Ｂ
１３１ｃ・・・アプリアシスト画面内のボタン、Ｂ１３２、１３２ｃ・・・典型的なＮＧ
画像、Ｃ５１・・・現在の観察条件における画像、Ｃ５２・・・画像調整モードのときの
画像、Ｃ１２１・・・観察履歴、Ｃ１４１・・・「知りたい」ボタン、Ｃ１４２・・・「
解決する」ボタン、Ｄ１５１・・・「観察目的の変更」ボタン、Ｅ１４１・・・観察目的
設定ボタン、Ｅ１４２・・・強調画像、Ｅ１４３・・・観察条件表示ボタン、Ｅ１４４・
・・レーダチャート（観察条件特徴表示）、  Ｅ１４５ａ・・・レーダチャートの凡例、
Ｅ１４５ｂ・・・模擬試料の模式図、  Ｅ１４６・・・設定値ボタン、Ｅ１６１・・・「
学習する」ボタン、Ｅ１６２・・・「次へ」ボタン、Ｆ１７１・・・フォーカススライダ
、Ｆ１７２・・・フォーカスボタン、Ｆ１７３・・・参考画像、Ｆ１７４・・・画像調整
モード、Ｆ１７５・・・スティグマＸスライダ、Ｆ１７６・・・スティグマＸボタン、Ｆ
１７７・・・再調整ボタン、Ｆ１７８・・・オート明るさボタン、Ｆ１７９・・・画像取
り込みと保存ボタン、Ｇ１８１・・・低真空モード切り替えボタン、Ｈ１９１・・・真空
度変更ボタン
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